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Przedmiotem wynalazku jest sposob kontroli i
pomiaru parametré4w elektrycznych lamp fluores
cencyjnych oraz urzadzenie do s«tosdwamia tego spo-
sobu zwlaszdza ‘W eyidu- proditkeyinymr « ¥t o

. ’ Znane sposoby kontroli i pomiaréw osw1e'ﬂlenno-
wyich lamp fluorescencyjnych metodami elekirycz-
nymi wymagaja polgczenia galwanicznego miedzy
obwodem pomiarowym (kontrolnym) i obwodem ba-
danej lampy fluorescencyjnej, albo tez obejmowania
lampy specjalng sonda kontrolng. W przypadku
kontroli lub segregacji duzej iloéci lamp, np. pod-
czas produkcji albo tez przy kontroli lamp pod-
czas ich eksploatacji jest to istotna miedogodnosécia,
powiekszajacg znacznie pracochlonnoéé kontroli.

Sposdb bedacy przedmiotem wynalazku eliminu-
je te niedogodno$é. Polega on na pomiarze w pew-
nej odleglosci od lampy natezenia pola magnetycz-
nego lub elekirycznego, wytworzonego przez kom-
trolowang lampe.

Wspomniane pole magnetyczne lub elelm:ryczme
jest skojanzone z procesami elekirycznymi przebie-
gajgcymi w zjonizowanym gazie wewngtrz lampy.
Procesy te Scidle zalezg w szczegblno$ci od domie-
szek 1 zanjeczyszczen gazu oraz od calej techmo-
logii produkicji lamp. A zatem mierzac natezenia
tych p6l mozna wnioskowaé o prawidlowoéei cyklu
technologicznego oraz eliminowaé lampy wadliwe.

Stosujgc selekitywny miernik natezemia pola i do-
bierajge odpowiednio czestotliwoéci pomiarowe mo-
zna oddzielnie kontrolowaé¢ rozmaite procesy flizycz-
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ne zacho_dzace w lampie. Wybierajgc czestotliwos-
ci pomiarowe w zakresach fal radiowych mozna
tym sposobemn mierzyé i kontrolowaé zakldcenia

3 padioelekiryiezie powodowane . przez te. lempy W

odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz eliminowaé
lamipy wytwarzajgce zaklécenia  niedopusz-
czalne. Miozna takze segregowaé¢ lampy w oddziel-.
ne grupy, réznigce sie intensywmnos$cia wytwarza-
nych zaklécen. Przy zastosowaniu sposobu wediug
wynalazku zbedne staja si¢ polaczenia galwanicz-
ne miedzy obwodem kontrolnym i obwodem elek-
trycznym lampy Ilub obejmowanie lampy sonda
konitrolng. Jest to szozegdlnie istoine przy kontroli
w cykiu produkcyjnym lamp lub podczas ich elks-
ploataicji.

Na rylsumku przedstawiono schematymnw przy-
klady urzadzen przeznaczonych do stosowania wy-
zej opisanego sposobu, przy czym na fig. 1 — poka-
zano urzgdzenie z sondg do pomiaru pola magne-
tycznego, a na fig. 2 — do pomiaru pola elekirycz-
nego. Na obu figurach gymamku: T oznacza kontro-
lowang lampe, O — obwod¥ elektryczne wymagane -
dla dziatania lampy, M — odpowiedni wzmacniacz,
a W — organ wykonawczy.

Na fig. 1 pokazano sonde magnetyczng, umiesz-
czong w odleglosci D od lampy T, skladajgcg sie
z cewki L na rdzeniu R. Sonda ta jest polgczona
przewodami N ze wemacniaczem M, na ktérego
wyjsciu zalgozony jest organ wykonawczy W, po-
kazujgcy mnatezenie pola magnetycznego, sygalizu-
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jacy osiggniegcie przezen wartoéci wzglednie w in-
ny sposob reagujgcy ma warto§é pola magnetycz-
nego lampy.

W przykladzie przedstawionym na fig. 2 w miej-
sce sondy magnetycznej zastosowany jest system
dwu przewodzacych sond elekirycznych P i Q. Dla
zwiekszenia czulodéci urzgdzenia réwnolegle do cew-
ki L sondy magnetycznej, miedzy pumkharmi A i B,
moze byé dolaczony kondensator, tworzacy z cew-
ka L obwdd rezonansowy. Podobnie w przypadku
sondy elekirycznej zwickszenie czulosci urzadzemia
mozna uzyska¢ przez dolgcozenie miedzy punktami
C i D na fig. 2 odpowiedniej cewlki. v

Zastrzezemnia patentowe

1. Sposéb kontroli lamp fluorescencyjnych, zna-
mienny tym, ze w pewnej odleglosci (D) od lampy
(T) umieszcza si¢ sonde, lub sondy (L, P, Q) kon-
trolne, reagujgce na natezenie pola magnetycznego
lub elektrycznego, skojarzone z procesami elektrycz-
nymi wewngtrz lampy (T).

2. Urzgdzenie do stosowania sposobu wediug
zastrz. 1, zawierajgce sonde w postaci cewlki,
wzmacniacz i organ wykonawiczy, znamienne tym,
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4
ze cewka (L) jest polaczona ze wzmacniaczem (M),
ktérego wyjscie jest z kolei polaczone z organem
wykonawczym (W), wskutek czego organ ten rea-
guje na warto$é natezenia pola magnetyczmego.

3. Odmiana wurzgdzenia wedlug =zastrz. 2, zna-
mienna tym, ze w miejsce cewki (L) zastosowana
jest przewodzaca elektroda lub system takich elek-
trod (P i Q), wskutek <czego organ wykonawiczy
(W) reaguje na wartoS¢ natezenia pola elektrycz-
nego, skojarzonego =z procesami elektrycznymi
wewnagtrz lampy (T).

4. Urzadzenie yvedlug zastrz. 2, znamienne {ym,
ze réwnolegle do cewki (L) lub do jej czesci jest
dolaczony kondensator, tworzgcy wraz z ta cewky
lub jej cze$cia obwdd rezonansowy, dzieki czemu
wizrasta czulo$é urzgdzenia dla czestotliwosei re-
zonansoweyj.

5. Urzadzenie wedlug zastrz. 3, znmamienne tym,
ze do sytemu elektrod (P i Q) jest dolaczona cew-
ka, tworzaca z pojemnos$ciag miedzy elektrodami ob-
wéd rezonansowy, dzieki czemu wezrasta czulosé
urzgdzenia dla czestotliwosdci rezonaméawej.

6. Urzadzenie wedlug zastrz. 3, zmamienne tym,
ze cewka (L) obejmuje rdzen magnetyczny.
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